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Studiju kursa statuss programma

Obligatais/Ierobezotas izveles

Atbildigais macibspeks

Aldis Balodis - Doktors, Docents

Apjoms dalas un kreditpunktos

1 dala, 3.0 kreditpunkti

Studiju kursa istenoSanas valodas

LV

Anotacija

Mikrotehnologijas iekartu ipatnibas. Vakuumsistémas.Transporta sistémas. . [ztvaic€Sanas un
izputinaSanas sist€mas. Spectehnologiskas iekartas mikrotehnologijas procesu nodro$inasanai -
kristalu audzeé$ana un to apstrade, litografijas procesa iekartas.

Merkis un uzdevumi, izteikti kompetences un
prasmes

Studiju priek§meta mérkis ir dot iesp&ju apgiit mikrotehnologijas iekartu darbibas pamatprincipus
un tehnologisko procesu nodrosinasanas tehniskas metodes. Uzdevumi: apgit iekartu sastavdalas
un vadibas metodes mikrotehnologijas tehnologisko procesu ralizacijai; apgit kristalu audzesanas
un apstrades, piemaisijumu ievadiSanas (diflizijas, jonu implantacijas) un plano kartinu iekartu
darbibas nodros§inasanas metodes un rezimu ietekmi uz iztradajumu parametriem.

Patstavigais darbs, ta organizacija un uzdevumi

Patstavigas literatiiras studijas, darbs majas darbu un laboratorijas darba sagatavosanai un
aizstavesanai.

Literatiira

Pamata literatiira/ Basic

1. Introduction to Microfabrication, 2nd Edition, Franssila Sami, John Wiley & Sons, Ltd, 2010,
534 p., ISBN: 978-0-470-74983-8

2. Fundamentals of Vacuum Technology Dr. Walter Umrath Cologne, August, 2000 (e-Books).

3. Lyshevski S. E., Nano- and Microelectromechanical Systems: Fundamentals of Nano- and
Microengineering, CRC press, 2000

4. E. Bergandt und H. Henning Methoden zur Erzeugung von Ultrahochvakuum Vakuum-Technik,
25,2002, p.140
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NepiecieSamas priekSzinasanas

fizika, matematika, siltummaciba;

Studiju kursa saturs
Saturs Pilna un nepilna laika Nepilna laika
klatienes studijas neklatienes studijas
Kontakt | Patstav. | Kontakt | Patstav.
stundas darbs stundas darbs

Mikrotehnlogijas un nanotehnologijas jédziens. Integralo mikroshému izgatavo$anas pamatprocesi. 2 2 0 0
Monolitas, savietotas, hibridas shémas. Bazes tehnologiskais process. n-p-n planarais tranzistors 2 2 0 0
Kristalu audze$anas metodes un iekartas. Cohralska metode. Kristalu mehaniska apstrade. Tiras 2 2 0 0
telpas
Epitaksijas metode un iekartas monokristalisko kartinu audzesanai. 2 2 0 0
Difuzijas procesi un iekartas. Diflizijas defekti un to noteik$ana, metodes un iekartas 2 2 0 0
Jonu implantacijas rezZimi un jona iespieSanas amorfa viela un kristaliska viela. Jonu implantacijas 4 4 0 0
procesa raksturojums
Skidruma kodinasnas procesi un iekartas. Anizotropija. Plazmas kodina$ana. Virsmas attiri$anas 4 4 0 0
ickartas
Parklajumu iegtiSana. .Parklajumu klasifikacija.Iztvaicétaji, prasibas tiem. 2 2 0 0
Rezistivie iztvaicétaji. Induktivie iztvaicetaji. [ztvaicéSans atrums. Vienmerigu slanu iegliSanas 2 2 0 0
pan€mieni.
Elektronu staru iztvaic€taji.. Jonu plazmas izputinatdji. Plazma. Voltampéra raksturlikne. 4 4 0 0
Izputinasanas koeficients.
Litografijas procesi un iekartas. Optiskas litografijas iekartas, elektronu litografija. 4 4 0 0
Vakuuma raksturojums. Vakuuma pakapes. Vakuumiekartas Vakuuma iegiiSanas tehnika-. stikni 4 4 0 0
Vakuuma mérisanas tehnika. Vakuumsistému uzbiives patnibas. Laboratorijas darbs augsta 4 4 0 0
vakuuma iegiiSana un mérisana.
Mikroshému salik$anas tehnologijas un hermetizacija. Plaksni$u sadaliSana un parbaudes. Kristalu 2 2 0 0
montaza

Kopa: 40 40 0 0




Sasniedzamie studiju rezultati un to vértéSana

Sasniedzamie studiju rezultati

Rezultatu vertéSanas metodes

Spéj formulét svarigakos terminus un definicijas par mikrotehnologijas iekartam

Parbaudes veids: majas darbs- referats,
eksamens

Spgj izskaidrot mirotehnologijas iekartu tehnologiskos pielietojumus un to tehnologiskos
ierobezojumus un iespgjas

Parbaudes veidi: majas darbi - esejas par
katru tehnologisko iekartu veidu. Kriteriji:
spgj atpazit, izskaidrot, aprakstit iekartu
pasibas, sastavdalas un tehnologiskas
iespgjas, eksamens

Spgj raksturot vakuuma pakapes un to pielietoSanas mérki un spgj izvéléties tehniskos lidzeklus
vakuuma pakapju sasniegSanai un mérisanai

Laboratorijas darbs, eksamens

Studiju kursa planojums

Dala KP Stundas

Parbaudijumi

Lekcijas Prakt d. Laborat

Ieskaite Eksam. Darbs

1. 3.0 40.0 0.0 0.0
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